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雷尼绍宣布将在德国汉诺威欧洲机床展 (EMO 2011) 上展示更多新产品
雷尼绍 — 工程技术领域的跨国公司，宣布将在2011年9月19-24日举行的德国汉诺威欧洲机床展 (EMO 2011) 上展示更多新产品，包括用于数控机床过程控制辅助的触发式测头和软件系统，以及坐标测量机 (CMM) 用新型表面粗糙度检测测头。 

这些新型计量产品将与传统专用比对测量的全新替代方案 — Equator™比对仪、一系列新型快速成型制造技术、坐标测量机专用五轴测头等早前发布的重要产品共同亮相。 

加工中心用基于计算机编程的新版测量软件
EMO 2011的观众将会亲自了解Productivity+™这一独特的软件解决方案，它将测量和过程控制功能整合到数控加工程序中。与传统方法相比，Productivity+软件具有明显的优势。它具有CAM用户颇为熟悉的界面，可在导入的实体模型上直接“点击”选取特征，无需将测量循环程序手动添加到G代码中。

Productivity+1.90版将于2011年秋季上市。它是用于在机测量，进行生产过程控制的功能强大的软件，灵活性更强，功能更全面，包括更多的构建语句功能、更强的多轴测量能力、改进的报告功能以及更多的自定义宏程序功能。
 
全新传感器可实现在坐标测量机上进行全自动表面粗糙度测量
雷尼绍的创新REVO®五轴测量系统又添新品 — SFP1，它首次将表面粗糙度检测完全整合到坐标测量机的测量程序中。SFP1表面粗糙度检测测头的测量能力从Ra6.3至Ra0.05，其采用独特的“单一平台”设计，无需安装手持式传感器，也不需要将工件搬到表面粗糙度专用测量仪上进行测量，既降低了人工成本又缩短了检测前置时间。观众在展会现场将会亲眼见证，坐标测量机用户现在能够在工件扫描与表面粗糙度测量之间自动切换，一份测量报告即可呈现所有的分析数据。 
如需了解雷尼绍测量产品的详细信息，请访问http://www.renishaw.com.cn
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